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0 Verfahren zur Herstellung einer zwelseitigen Hochdruckenttadungslampe. 



0 Zur Herstellung der zweisettig gequetschten Me- 
tallhalogenidhochdruckentladungstampe (20) werden 
fotgende ArbeitsgSnge ausgefuhrt: Vorfomnen des 
EntladungsgefaBdS (6) durch Einrollen mit Na-Stau- 
druckspUlung, Einspannen in Quetschvonrichtung. 
EInfDhren des ersten Eo-Systems (8. 9. 10, 11). 
wobei die StromzufOhaing (10) zickzackformig ge- 
knickt und an der Innenwand des Quarzrohres (1) 
selbsthalternd abgestQtzt ist. Herstetlen dor ersten 
Quetschung (14) mit Ar-SpQIung, HochvakuumglQ- 
hen. Einspannen in Pumpkopf mK Quetschvorrlch- 
tung und Einbringen der FOIIsubstanzen (18, 19) und 
EinfOhren des zweiten Eo-Systems (8, 9. 10, 11) 

5! durch Dosierklappe im Pumpkopf Im Edelgas-Ge- 
genstrom, mindestens dreimallges Evakuieren und 

^ArgonspOlen des ennrarmten Entladungsgefafies (6). 

[^Ruten des EntladungsgefSfies (6) mit FQIIgas, Her-* 
stellen der zweiten Quetschung (17) bei glelchzeiti- 

2^ gem KOhlen des Entladungsgefdfies (6). Entnehmen 

[^der Lampe (20) aus dem Pumpkopf und Entfemen 
d r Oberstehenden End n des Quarzrohres (1). I.am- 

Ope (20) bleibt wihrend d S g samten Pump- und 

^Quetschvorganges im Pumpkopf, kein Pumprohr am 

UJEnUadungsgefSB (6). 
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Verfahren zur Hersteltung einer 



Die Erfinduog betrifft die Hersteilung einer 
Lampe mit den im Hauptanspruch be2eichneten 
Merkmalen. Die Erfindung betrifft insbesondere die 
Hersteilung ^ von Metallhalogenidhochdruckentla* 
dungslampen mit einer elektrischen Leistungsauf- 
nahnne von maximal 50 W, wie sie In letzter Zeit 
vermetirt zum Zweck der Allgemeinbeleuchtung 
Oder 2um Einsatz in Kraftfahrzeugscheinwerfem 
vorgescMagen wurden. Seiche Lampen wurden 
bisher hergestellt. indem ein betdseitig offenes 
Quarzrohr zuerst einseitig verschlossen und an- 
schlieBend an der Sielle des kOnftigen Entladungs- 
gefMBes durch Versammein des Quarzglases des* 
sen olivenfdrmige Gestalt ausgebildet wird. Danach 
werden in welteren Art)6itsgSngen das anfangs ver- 
schlossene Rohrende wieder gedffnet sowie ein 
Pumprohr mittig an das Entladungsgefai3 ange- 
setzt Nachdem in die offenen Rohrenden jeweils 
ein Elektrodensystem eingefuhrt und eingeschmol- 
zen wurde, werden die FOIIsubstanzen und das 
FOIIgas durch das Pumprohr in das Entladungsge- 
fa^ eingebracht und letztlich das Pumprohr abge- 
schmotzen. Dieses aufwendige, arbeitsintensive 
Herstellverfahren hat den gravierenden Nachteil, 
daD an dem ohnehin sehr kleinen EntladungsgefS0 
- seine Lange betragt nur ca 7,5 mm, sein Durch- 
messer nur ca. 5,5 mm - durch das Ansetzen und 
Abschmelzen des Pumprohres Inhomogenrtaten in 
der Materialvertetlung entstehen, die zum einen die 
Cold-Spot-Temperatur und damtt die Uchtfarbe der 
Lamps nachteilig beeinflussen und zum anderen 
die von der Lampe emittierte Strahlung in etnem 
nicht reproduzierbaren Mafl streuen. was sich bei 
dem vorgesehenen Ersatz dieser Lampen in opti* 
schen Systemen besonders nachteilig bemerkbar 
macht. 

Es ist Aufgabe der Erfindung, ein einfaches 
IHerstellverfahren fur die in Frage kommenden 
Lampen zu schaffen, bei dern keine inhomogene 
Natenalverteilung am Entladungsgefal3 auftritt, um 
die zuvor beschriebenen Nachteite auszuschalten. 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemafi durch 
die im Hauptanspruch aufgefOhrte Folge von Ar- 
beitsschritten geldst, Den UnteransprOchen sind 
weitere Details iUr die Hersteilung der 
Metallhalogenid-Hochdnjckentladungslampen ent* 
nehmbar. Wahrend des gesamten Pump-, FGII-und 
Quetschvorganges bleibt das Rohr im Pumpkopf. 
eing spannt Das komplizieirte Einsetzen und wie- 
der Entnehmen entfallt Mit der beschriebenen H^- 
stellungsweise wird eine rhebliche VerkQrzung der 
Verfahrenszeit erreicht. Aufgrund des am Entla- 
dungsgef90 nicht mehr vorhandenen Pumprohres 
treten auch dort keine unterschiedlichen Wanddik- 
ken Oder InhomogenttSten anderer Art auf, wodurch 



siseltigen Hochdruckentladungslampe 

die Strahtungsemisslon der Lampe sehr viel gleich- 
mSOiger erfolgt als -bei den bekannten Lampen mit 
Pumprohr. Die Lampe ist deshalb fUr den Einsatz 
in optischen Systemen besonders geeignet. wie 

5 z.B. in Kraftfahrzeugscheinwerfem, bei denen es 
auf etne Su0erst prSzise Justierung und Anordnung 
der Heil*/Dunkeigrenze ankommt 

Die Erfindung wird nachstehend anhand von 4 
Rguren n§her erlMutert Es zeigen die 

10 Rguren la bis 1c die Hersteilung eines vor- 

geformten Entladungsgefa0es 

Rguren 2a bis 2c die Hersteilung der ersten 
Quetschung des EntladungsgefSBes in der 
Quetschvorrichtung 

75 Figuren 3a und db die Hersteilung der zwei- 

ten Quetschung des EntladungsgefSBes in der 
Pump-und Quetschvorrichtung 

Rgur 4 eine fertige Metailhalogenidhoch- 
druckentladungslampe 

20 Rgur la zeigt das auf eine LSnge von ca. 150 
mm geschnittene Rohr 1 aus Quarzglas. Der Au- 
I3endurchmesser des Rohres betragt ca. 4,5 mm, 
der tnnendurchmesser d ca. 2 mm. 

Mit Hitfe der Flammen 2 wird zunSchst das in 

26 Rotation versetzte Rohr 1 etwa mittig erwirmt und 
nach Erreichen der Verformungstemperatur werden 
mittels der Formrdle 3 gleichzeitig beide BnschnO- 
rungen 4. 5 in einem definierten Abstand zueinan- 
der angebracht (Rg. 1b). WShrend des Erw3rmens 

80 und des Verformens wird von einer Seite ein Stick- 
stoff Strom N2 mit einer Menge von ca. 10 l/h durch 
das Rohr 1 gefUhrt Durch das Anbringen der Ein- 
schnUrungen 4, 5 wird das zukUnftige Entladungs- 
gefifi 6 (Rg. 1c) in seiner LMnge von ca. 7.5 mm 

35 genau abgegrenzt Die EnschnCirung 4 weist einen 
geringeren llchten Durchmesser auf als die En* 
schnUrung 5. Hlerdurch entsteht zwischen den bei- 
den EnschnQrungen im erwirmten Bereich des 
zukOnftigen EntladungsgefSfies 6 ein Gasstau p 

40 des Stickstoffstromes Hz, so dad dieser Bereich 
etwas aufgeblasen wird und seine olivenfSrmige 
Gestalt mit einem Aufiendurchmesser von ca 5,5 
mm annimmt. 

Im nSchsten Arbeitsgang. dargestellt in Rgur 

4S 2a, ist das vorgeformte Rohr 1 in eine Haltevorrich- 
tung 7 eingesetzt. tn dieser Art)6ltsstetlung wird 
jetzt von unten her durch das offene Rohrende ein 
vorgefertigtes Elektrodensystem (Rg. 2b) einge« 
fUhrt, das aus einer Eektrode 8 aus Wolfram, einer 

so Dichtungsfolie 9 aus Molybdan sowie aus etner 
StromzufQhrung 10 aus MolybdSn besteht Die 
' Elektrode 8 ist an ihrem im Entladungsgefa^ 6 
angeordneten Ende mit einer Kugel 11 versehen. 
• Die Str mzufLihrung 10 ist in der y-z-Ebene zick- 
zackfQrrnig gebogen, wobei der Winkela , um den 
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die gebogene StromzufUhrung 10 von def x-z-Ebe- 
ne abweicht, Kleiner als 45*, vorzugsweise ca. 20* 
- 30* ist. Die Hohe h, das ist jener Betrag, um den 
der Knick- Oder Un^kehrpunkt 12 der gebogen n 
StromzufOhrung 10 von der x-z-Ebene abweicht ist 5 
grSBer als der halbe Innendurchmesser d des Roh- 
res 1. In der Praxis hat sich ein VerhSltnis entspre- 
chend h « 0*55 d bewShrt Die Dichtungsfolie 9 tst 
in der x-z-Ebene ausgerichtet, also senkrecht zur 
y-z-Ebene der gebogenen Stromzufuhrung 10. Ein io 
derart geformtes Elektrodensystem haltert sich in* 
nerhalb des Rohres 1 von seibst Indem die Knick- 
Oder Umkehrpunkte 12 der StromzufOhrung 10 
klemmend an der Rohrinnenwand anliegen. Einmal 
an seiner vort)estimmten Position einjustiert. behSIt ts 
das Elektrodensystem diese bis zur endgUltigen 
FIxierung bei. Zur sicheren AbstOtzung der Strom- 
zufOhrung 10 an der Innenwand des Rohres 1 sind 
mindestens drei Knick* Oder Umkehrpunkte 12 an 
jeder StromzufUhrung 10 angebracht Bne derart 20 
gestaltete StromzufOhrung 10 zentriert sich in der 
Achse des Rohres 1 von seibst. Dadurch wird auch 
automatisch eine Zentrierung der Elektrode 8 im 
EntladungsgefSB 6 In der x^oordinate der Dich- 
tungsfolie 9 errelcht Eine eventuell mdgfiche De- as 
zentrierung senkrecht zur Bjene der Dichtungsfolie 
9, also in der y-Koordinate, z.B. durch Verbiegen 
der Dichtungsfolie 9. wird beim Quetschvorgang 
ausgeglichen. 

tm Bereich der Dichtungsfolie 9 wird das Rohr do 
1 auf eine fUr die Verformung geeignete Tempera- 
tur von oberhaib ca. 2200 * C gebracht. Gleichzei- 
tig wird ein Argonstrom Ar durch das vorgeformte 
Rohr 1 geteitet. Nachdem die Quetschtemperatur 
erreicht ist, werden die Quetschbacken 13 zusam- as 
mengefahren und die erste Ouetschung 14 herge- 
stent. Es wird zuerst die Ouetschung abgedichtet, 
die der BnschnOrung 4 mit dem geringeren Durch- 
messer benachbart ist. Das einseitig gequetschte 
Rohr 1 wird jetzt aus der Haltevorrichtung entnom- 4o 
men und be! ca. 1200 *C wahrend ca. 6 h einer 
HochvakuumglOhung unterzogen. Die entsprechen- 
de Fertigungsstufe der Lampe ist in Figur 2c dar- 
gestettt 

Als Nachstes wird das einseitig gequetschte 4S 
Rohr 1 mit seinem noch offenen Ende in einen 
Pumpkopf 15 mit Dichtgummi 16 eingesetzt Es 
verlSfit nun diesen Pumpkopf bis zur abgeschlos- 
senen Herstollung der zweiten Ouetschung 17 nicht 
mehr. Die Quetschbacken 13 befinden sich beretts so 
in Vorbereltung zur AusfOhrung der^zweiten Ouet- 
schung 17. Mitlels eines SpQI-Pumpverfahrens wird 
das EntladungsgefSB 6 in dieser Art^ettssteilung 
gereinlgt. HierfQr wird das Entladungsg fd6 6 sowie 
der Bereich der Dichtungsfolie 9 auf mindestens 55 
400 ' C erwSrmt und das erwSrmte Entladungsge- 
fafi 6 anschGeBend zuerst evakuiert und danach mit 
Argon geflutet Dieser SpUI-Pumpvorgang wird bet 



erwarmtem Entladungsgefafl 6 viermal wiederholL 
Im AhschtulS daran werden in das wied r erkaitete 
EntladungsgefSS 6 zuerst die FQIIsubstanzen (Rg. 
3b), bestehend aus einer Metallhatogenid-Piile 18 
und einer Ouecksilber-Kugel 19, und weiterhin das 
zwerte Elektrodensystem (Rg. 2b) eingebracht. Die 
FUllsubstanzen fallen durch die noch offene Ein* 
schnUmng 5 mit dem gr50eren Durchmesser in 
das Entladungsge^fl 6. Das Elektrodensystem 
wird. wie schon zuvor bei der Vorbereltung auf die 
erste Ouetschung 14, selbsthalternd an seine ihm 
vort}estlmmte Stelle in Position einjustiert, so dafl 
die. Elektrode 8 innerhalb des EntladungsgefSBes 6 
angeordnet ist und der Abstand der Kugein 11 
beider Elektroden 8 genau seinen vbrgesehenen 
Wert erhalt Diese Vorgange erfolgen durch. den 
Pumpkopf 15 hindurch, der dafOr eine zu Offnende 
Dosierktappe (nicht dargestellt) besitzt. in einem 
Inertgas-Gegenstrom. damit keine neuen Verunrei- 
nigungen in das Bitladungsgefa/) 6 gelangen. Da- 
nach wird die Dosierktappe wieder verschlossen, 
das Entladungsgefafl 6 evakuiert und mit dem end- 
gUttigen FQIIgas Argon geflutet. wodei der KaitfOil- 
druck ca. 500 mbar betrdgt und somit klelner als 
der das EntladungsgefSB 6 umgebende AtmosphS* 
rendruck ist. 

Danach wird. die schon bei der erstsn Ouet- 
schung 14 beschrfeben, der Bereich um die Dich- 
tungsfolie 9 des zweiten ElektnxJensystems auf die 
Quetschtemperatur von ca. 2200 *C aufgeheizt 
und die Lampe abgedichtet, indem das zweite 
Elektrodensystem eingequetscht wird. Wdhrend 
des Aufheizvorganges und der Herstellung der 
zweiten Qu6tschur»g 17 wird der Bereich des Entla- 
dungsgef^es 6 mittels auf ca. -50 * C gekOhltem 
Stickstoff auf 100 *C gekuhit, um ein Verdampfen 
des Metallhalogenids 18 und Ouecksifbers 19 zu 
verhindem. 

AbschlieOend wird die Lampe dem Pumpkopf 
15 entnommen und es werden die Ober die Quet- 
schungen 14, 17 hinausstehenden Rohrenden 1 
entfernt. Eine fertige Metallhalogenidhochdruckent- 
ladungslampe 20 ist in Rgur 4 dargestettt. 

ArtsprUche 

1 . Verfahren zur Herstellung einer zweiseitigen 
Hochdaickentladungslampe (20). wobei die Lampe 
ein EntladungsgefMB (6) mit zwei an gegenOberlie- 
genden Seiten des EntladungsgefSfies angeordne- 
ten Einschmelzungen Oder Quetschungen (14. 17) 
aufweist. in die jeweils ein Elektrodensystem. gas- 
dicht eingeschmotz n ist. das aus einer im Entta- 
dungsgefaB (6) angeordneten Elektrode (8). einer 
von der, Bnschmetzung oder Qu tschung (14. 17) 
eingebetteten Dichtungsfolie (9) und ^ner aus der 
Bnschmelzung oder Ouetschung (14, 17) in Lam- 
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peniangsachse austretenden StromzufOhrung (10) 
bdsteht/ gekennzeichnet durch den Ablauf fotgen- 
der ArbeitsgMng : 

a) BrwHrmen und Einrollen eines durchge- 
hend zylindrischen Rohres (1) aus Quarz von vor- 
bdstimmter Lange und an vorfoe$timmter Steile zur 
Abgrenzung das Entladungsgefades (6). 

' b) Einfuhren und Ausrichteh eines ersten, . 
vorgefertigten Elektrodensystems in ein Ende des 
Rohres (1). 

■ c) Envarmen des Rohres (1) im Bereich der 
Dichtongsfofte (9) des ersten Elektrodensystems 
und Herstellen der ersten Einschmelzung oder 
Quetschung (14). 

- d) Einbringen der Fullsubstanzen (18. 19) 
durch das offene Ende des Rohres (1). 

e) EnfOhren und Ausrichten des zweiten. 
vorgefertigten Elektrodensystems (8, 9, 10) In das 
offene Ende des Rohres (1). 

f) Einbringen des Fullgases durch das offene 
Ende des Rohres (1). 

g) Erwarmen des Rohres (1) im Bereich der 
Dicfitungsfolle. (9) des zwelten Elektrodensystems 
und Herstellen der zweiten Einschmelzung oder 
Quetschung (17). 

2. Verfahren nach Anspruch l , dadurch ge- 
kennzeichnet da£ eine der zwei durch das Einrol- 
len entstandenen Einschnurungen (4. 5) einen ge- 
ringeren lichten Ourchmesser aufweist. 
. 3.. Verfahren r\ach Anspruch 1 und 2, dadurch 
gekennzeichnet. dai) wahrend der Arbeitsgange a) 
und c) ein Inertgasstrom von der Selte. die der 
Enschnurung (4) mit dem geringeren lichten 
Ourchmesser abgewandt ist. durch das Rohr (1) 
gefOhrt wtrd, v/obB\ innerhalb des Rohres (1) etn 
Stau des Inertgases entsteht. wodurch der envarm- 
te Bereich zwischen den Einschnurungen (4, 5) 
erne etwa olivenfOrmige Gestalt annimmt. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch ge- 
kennzeichnet. dad das Inertgas Argon oder Stick- 
stoffist- . 

- .5. Verfahren nach Anspruch 1 bis 4. dadurch 
gekennzeichnet. .dai3 wMhrend des Arbeitsganges c) 
der Bereich des zukDnftigen Entladungsgef^es (6) 
auf ^ 1 000 * C gehaiten wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch 
gekennzeichnet, 6aB zwischen den Art>eitsgangen 
c) und d) das EntladungsgefaB (6) mittels eines 
SpUI-Pumpverfahrens gereinigt wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 t>i3 6. dadurch 
gekenrueichnef. daB wdhrend der Arbeitsgange d) 
bis g) das offene Eride des zu quetschenden Roh- 
res (1) in inem Pumpk pf (15) angeordn t let und 
dieses d nselben nicht veri^t 

8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch 
gekennzeichnet. dafi wMhrend des Art>eltsganges 
g) der Bereich d s EntladuhgsgefgBes (6) auf ^ 
100 *C 9 halten wird. 



9. Verfahren nach Anspruch 5 und 8, dadurch 
gekennzeichnet, daB die KUhlung des Entladungs- 
gefaBes (6) durch Anblas n mittels ines KUhlme- 
diums erfolgt 

5 10. Verfahren. nach Anspruch 9. dadurch ge- 
kennzeichnet daB das KQhtmedtum Luft. Stickstoff 
Oder Argon ist 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge* 
kennzeichnet. daiS das EntladungsgefSiS (6) sowie 

70 das Rohr (1) im Bereich der Dichtungsfolie (9) auf 
mindestens 400 *C aufgeheizt sowie gteichzeitig 
zuerst evakuiert und anschliefiend mit einem Inert- 
gas geflutet wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch ge- 
15 kennzeichnet. dai3 der SpOI-Pumpvorgang minde- 
stens dreimal vorgenommen wird. 

13. Verfahren nach Anspruch 1 bis 12. dadurch 
gekennzeichnet daB die ArteitsgSnge d) und e) in 
einem Inertgas-Qegehstrom durchgefUhrt werden. 

20 14. Verfahren nach Anspruch 13.- dadurch ge- 
kennzeichnet. daB zur Durchfuhrung der Arfc>eits- 
gSnge d) und e) der Pumpkopf (15) mit einer zu 
dffnenden Oosierklappe versehen ist 

15. Verfahren nach Anspruch i bis 14, dadurch 
25 gekennzeichnet daB vor dem Arbeitsgang f) das 

EntiadungsgefaB (6) evakuiert wird. 

16. Verfahren nach Anspruch 1 bis 15. dadurch 
gekennzeichnet daB zur DurchfGhrung der Arbeits- 
gange b) und e) die StromzufOhrung (10) eine sich 

30 innerhalb des Rohres (1) selbsthattemde Gestalt 
aufweist 

17. Verfahren nach Anspruch 16, dadurch ge- 
kennzeichnet. daB die StromzufUhmng (10) mit 
mindestens drei Auflagepunkten (12) an der tnnen- 

35 wand des RohrstUckes (i) at»gestUtzt Ist. 

1.8. Verfahren nach Anspruch l bis 17, dadurch 
gekennzeichnet, daB im AnschiuB an den Arbeits- 
gang g) das Jewellige, Qber die Einschmelzung 
Oder Quetschung (14. 17) hinausstehende Rohren- 

40 de (1), in dem auch der die Auflagepunkte (12) 
aufweisende T&\ der StromzufOhrung (10) angeord- 
net ist ganz oder teilweise abgetrennt wird. 



45 



60 



65 



BNSOOCID: *EP ^0374677A2LL> 



f 

i 



EP 0 374 677 A2 




1 4 6 5 

FIG.1C 
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FIG. 3b 
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